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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部に挿入される挿入部を備え、前記被検体の内部を照明する照明装置であっ
て、
　前記挿入部の基端側に設けられて照射光を発する光源部と、
　前記挿入部の基端側から先端側へ配設されて、前記光源部からの前記照射光を導光する
ライトガイドと、
　該ライトガイドの外表面から漏れ出す漏れ光の光量を検出する光検出部と、を備え、
　前記ライトガイドは、折り返しまたは巻き回しによる湾曲部と、該湾曲部の前記光源部
側と反対側の端部に接続する直線部とがそれぞれ複数形成されており、前記直線部が少な
くとも所定の検出位置で、同方向を向いて並べて配設されていて、
　前記光検出部は、前記検出位置における前記直線部のそれぞれからの漏れ光の光量を同
時に検出する
ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記ライトガイドの前記直線部における前記外表面は、軸方向に沿って真直に延びる面
からなる
ことを特徴とする照明装置。
【請求項３】
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　請求項１または請求項２に記載の照明装置において、
　前記光検出部は、
　前記直線部の周方向または軸方向に異なる箇所で、それぞれ前記漏れ光の光量を検出す
る複数の光センサと、
　複数の該光センサから出力される検出信号を合成する合成手段と、
を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の照明装置において、
　前記光検出部は、
　前記ライトガイドの前記直線部の少なくとも一部の範囲に外装され、該ライトガイドの
周面の内、対応する前記範囲からの前記漏れ光を反射させて集光する反射手段と、
　該反射手段によって集光された前記漏れ光の光量を検出する光センサと、
を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の照明装置において、
　前記ライトガイドの先端に設けられて、レーザ光によって励起されて照明光を射出する
ことが可能な蛍光部材を備え、
　前記光源部は、前記照射光としてレーザ光を発し、前記ライトガイドに導光されて前記
蛍光部材を励起させる
ことを特徴とする照明装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の照明装置と、
　前記挿入部の先端に設けられ、前記被検体の内部を観察する観察手段と、
を備えることを特徴とする内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体の内部に挿入して内部を照明する照明装置、及び、被検体の内部を観
察する内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、工業用分野においては機械構造の内部など、医療用分野においては患者の体
内など、被検体の内部を観察するために、内視鏡装置が広く用いられている。このような
内視鏡装置は、被検体の内部に挿入する挿入部を有し、挿入部の先端に観察手段が設けら
れていることで被検体の内部を観察することが可能となっている。一方、内視鏡装置によ
って観察する被検体の内部は、観察手段によって観察するのに十分な明るさを有していな
いことが多い。このため、内視鏡装置には、被検体の内部を照明するための照明装置が内
蔵されている。
【０００３】
　このような照明装置としては、挿入部の基端側に設けられた光源部から発せられる照明
光を、挿入部に配設されたライトガイドによって導光して、挿入部の先端側に照明するも
のがある（例えば、特許文献１参照）。また、レーザ光を発する光源部と、挿入部に配設
されて光源部からのレーザ光を導光するライトガイドと、ライトガイドの先端に設けられ
てレーザ光によって励起されて照明光を射出する蛍光部材とを備える照明装置が提案され
ている（例えば、特許文献２参照）。特許文献２のような照明装置では、特許文献１のよ
うな光源部から照明光を発してライトガイドによって導光して照明する場合と比較して、
装置全体を小型化することができるとともに、効率的に照明光を発することができるとさ
れている。
【特許文献１】特開平５－２７１８４号公報
【特許文献２】特開２００６－２８８５３５号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１、２の照明装置では、光源部に供給する電流を調整すること
で、照明光やレーザ光などの照射光の光量を調整することが可能ではあるものの、照射光
の光量を定量的に評価し、また、制御することはできなかった。ここで、光源部として光
センサを内蔵したものを搭載して、この光センサによる検出結果に基づいて照射光の光量
を定量的に評価することが可能であるが、このような光センサ内蔵型の光源は、高価で、
製品コストが増大してしまう問題があった。また、ライトガイドによって導光される照射
光の一部を、照射させずに取り出して光センサによって検出する構成も考えられるが、こ
の構成では、照射光の一部を取り出すことで、実際に照射させる照射光の光量が低下して
しまう問題があった。
【０００５】
　この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、光源部から照射光を発して
被検体を照明するとともに、光量を低下させることなく、照射光の光量を検出することが
可能な照明装置及び内視鏡装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
　本発明は、被検体の内部に挿入される挿入部を備え、前記被検体の内部を照明する照明
装置であって、前記挿入部の基端側に設けられて照射光を発する光源部と、前記挿入部の
基端側から先端側へ配設されて、前記光源部からの前記照射光を導光するライトガイドと
、該ライトガイドの外表面から漏れ出す漏れ光の光量を検出する光検出部と、を備え、前
記ライトガイドは、折り返しまたは巻き回しによる湾曲部と、該湾曲部の前記光源部側と
反対側の端部に接続する直線部とがそれぞれ複数形成されており、前記直線部が少なくと
も所定の検出位置で、同方向を向いて並べて配設されていて、前記光検出部は、前記検出
位置における前記直線部のそれぞれからの漏れ光の光量を同時に検出することを特徴とし
ている。
【０００７】
　この発明に係る照明装置によれば、光源部から発してライトガイドによって導光されて
先端側まで到達する照射光に対して、一定の割合で周面から漏れ出す漏れ光の光量を光検
出部によって検出することで、漏れ光の光量から、光源部から発せられる照射光の光量を
定量的に評価することができる。ここで、光検出部は、単にライトガイドの周面からの漏
れ光を検出可能に配置するだけであるので低コストで実現可能である。また、ライトガイ
ドを分岐するなどの手法によって光源部から照射される照射光の一部を取り出すものでは
ないので、本来ライトガイドによって導光されて先端側に到達する照射光の光量を低下さ
せてしまうことも無い。
　また、ライトガイドが折り返しまたは巻き回されて検出位置で並べて配設されていて、
この検出位置で光検出部によって検出することで、軸方向に異なる複数箇所からの漏れ光
の光量を同時に検出することができ、検出位置における漏れ光の総光量を増大させて感度
を向上させることができる。
【０００８】
　また、上記の照明装置において、前記ライトガイドの前記直線部における前記外表面は
、軸方向に沿って真直に延びる面からなることがより好ましいとされている。
【００１２】
　また、上記の照明装置において、前記光検出部は、前記直線部の周方向または軸方向に
異なる箇所で、それぞれ前記漏れ光の光量を検出する複数の光センサと、複数の該光セン
サから出力される検出信号を合成する合成手段と、を備えることがより好ましいとされて
いる。
【００１３】
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　この発明に係る照明装置によれば、光検出部の複数の光センサによってライトガイドの
周方向または軸方向に異なる複数の箇所で漏れ光の光量を検出して、合成手段によって合
成することで、検出される漏れ光の総光量を増大させて感度を向上させることができる。
【００１４】
　また、上記の照明装置において、前記光検出部は、前記ライトガイドの前記直線部の少
なくとも一部の範囲に外装され、該ライトガイドの周面の内、対応する前記範囲からの前
記漏れ光を反射させて集光する反射手段と、該反射手段によって集光された前記漏れ光の
光量を検出する光センサと、を備えることがより好ましいとされている。
【００１５】
　この発明に係る照明装置によれば、ライトガイドに外装された反射手段が、ライトガイ
ドの周面の内、対応する範囲からの漏れ光を反射して集光することで、光センサによって
ライトガイドの周方向または軸方向に異なる複数箇所からの漏れ光を同時に検出すること
ができる。このため、検出される漏れ光の総光量を増大させて感度を向上させることがで
きる。
【００１６】
　また、上記の照明装置において、前記ライトガイドの先端に設けられて、レーザ光によ
って励起されて照明光を射出することが可能な蛍光部材を備え、前記光源部は、前記照射
光としてレーザ光を発し、前記ライトガイドに導光されて前記蛍光部材を励起させること
がより好ましいとされている。
【００１７】
　この発明に係る照明装置によれば、光源部とライトガイドと蛍光部材とによって小型で
効率良く照明光を射出し被検体を照明することができる。ここで、光源部から発せられる
レーザ光を光検出部によって検出することで、蛍光部材に照射されるレーザ光の光量を低
下させてしまうこと無く、光源部から発せられるレーザ光の光量を定量的に評価すること
ができる。
【００１８】
　また、本発明の内視鏡装置は、上記の照明装置と、前記挿入部の先端に設けられ、前記
被検体の内部を観察する観察手段とを備えることを特徴としている。
　この発明に係る内視鏡装置は、上記照明装置によって照射光の光量を定量的に評価しつ
つ、低コストで効率的に被検体を照明し、また、観察手段によって被検体を観察すること
ができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の照明装置及び内視鏡装置によれば、光源部から照射光を発して被検体を照明す
るとともに、光検出部がライトガイドの周面からの漏れ光の光量を検出することで、光量
を低下させることなく、照射光の光量を検出し、評価することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
（第１の実施形態）
　本発明に係る第１の実施形態について、図１から図３を参照して説明する。
　図１に示すように、本実施形態に係る内視鏡装置１は、被検体の内部に挿入される細長
の挿入部２と、挿入部２の基端に設けられた操作部３と、操作部３とユニバーサルコード
３ａで接続された装置本体部４と、装置本体部４に接続されたモニタ５とを備える。挿入
部２は、可撓性を有する軟性タイプで、先端から順に硬質の先端部２ａと、操作部３によ
る操作によって湾曲自在な湾曲部２ｂと、被検体の形状に応じて湾曲可能な可撓性を有す
る可撓管部２ｃとを有する。なお、挿入部２は、軟性タイプに限らず、所定の形状を保持
する硬性タイプとしても良い。操作部３には、湾曲ノブ３ｂが設けられていて、湾曲ノブ
３ｂを操作することで、湾曲部２ｂを所定方向に湾曲させることが可能である。
【００２１】
　図２は、内視鏡装置１の内部構成の詳細を示している。図２に示すように、挿入部２及
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び装置本体部４には、挿入部２の先端側を観察する観察手段６と、挿入部２の先端側を照
明する照明手段１０と、観察手段６及び照明手段１０を制御する制御部７とが設けられて
いて、挿入部２と照明手段１０とによって照明装置１ａを構成している。観察手段６は、
挿入部２の先端部２ａに外部に露出して設けられた対物光学系６ａと、挿入部２の先端部
２ａの内部において対物光学系６ａの結像位置に設けられた撮像素子であるＣＣＤ（Ｃｈ
ａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）６ｂと、装置本体部４に内蔵された映像信号
処理回路６ｃと、挿入部２に配設されてＣＣＤ６ｂと映像信号処理回路６ｃとを接続する
信号ケーブル６ｄとを有する。そして、制御部７による制御の下、ＣＣＤ６ｂを駆動し、
対物光学系６ａによって結像した観察像をＣＣＤ６ｂによって電気信号に変換して信号ケ
ーブル６ｄを介して映像信号処理回路６ｃに入力し、映像信号処理回路６ｃは、入力され
る電気信号に基づいてモニタ５に映像を映し出すことが可能となっている。
【００２２】
　また、照明手段１０は、装置本体部４に内蔵されていて照射光としてレーザ光を発する
光源部であるレーザダイオード１１と、レーザダイオード１１に電流を供給する光源駆動
部１２と、挿入部２の基端側から先端側に配設されたライトガイドである軟性の光ファイ
バ１３と、挿入部２の先端部２ａ内に設けられた蛍光部材１４と、挿入部２の先端部２ａ
で露出して設けられたカバーガラス１５とを備える。光ファイバ１３としては、コアとク
ラッドで構成され、単心、多心いずれでも良いが、本実施形態では、単心構造とする。ま
た、光源駆動部１２は、制御部７による制御の下、レーザダイオード１１に供給する電流
量を調整可能である。また、レーザダイオード１１は、供給される電流量に応じた光量で
特定波長のレーザ光を発することが可能であり、本実施形態では、例えば青色レーザを発
することが可能である。また、レーザダイオード１１は、集光光学系１６を介して光ファ
イバ１３の基端と接続されていて、これによりレーザダイオード１１から発せられるレー
ザ光は、集光光学系１６によって集光されて光ファイバ１３の基端に入光し、光ファイバ
１３の先端、すなわち挿入部２の先端側まで導光される。また、蛍光部材１４は、光ファ
イバ１３の先端に接続されていて、光ファイバ１３によって導光されたレーザ光は、蛍光
部材１４に照射され、これにより蛍光部材１４は励起されてレーザ光の光量に応じた光量
の白色光である照明光が先端側に射出される。射出される照明光は、カバーガラス１５を
介して先端側を照明することになる。
【００２３】
　また、照明手段１０は、装置本体部４に内蔵されて、レーザダイオード１１から発せら
れるレーザ光の光量を検出する光検出部２０を備える。光検出部２０は、レーザ光と対応
する波長の光量を検出可能なフォトダイオードである光センサ２１と、光センサ２１から
出力される検出信号を増幅させて制御部７へ出力する増幅回路２２とを有する。光センサ
２１は、装置本体部４の内部において所定の検出位置Ｐに配設された光ファイバ１３の周
面に配置されている。図３は、図２におけるＡ部の詳細を示している。図３に示すように
、照明手段１０の光ファイバ１３は、装置本体部４の内部において複数回巻き回されてい
て、検出位置Ｐで軸方向に異なる複数箇所が並べて配設されている。本実施形態では、光
ファイバ１３は、例えば三回巻き回されていて、軸方向に異なる三箇所１３ａ、１３ｂ、
１３ｃが並ぶようにして配設されている。そして、光センサ２１は、検出位置Ｐにおいて
、検出面２１ａがこれら光ファイバ１３の三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃの周面全てに当
接するように配置されている。
【００２４】
　なお、制御部７には、メインスイッチ８ａと、ランプスイッチ８ｂとが設けられている
。メインスイッチ８ａは、装置全体のオン・オフを行う。また、ランプスイッチ８ｂは、
光源駆動部１２からレーザダイオード１１への電流の供給のオン・オフを行い、照明手段
１０による照明の点灯、消灯のみを切り替えることが可能である。
【００２５】
　次に、この実施形態の内視鏡装置１の作用について説明する。
　図１及び図２に示すように、内視鏡装置１では、メインスイッチ８ａをオンとして、挿
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入部２を被検体に挿入していき、観察手段６によって映像を取得してモニタ５に映し出し
、被検体の内部を観察することが可能となる。この際、被検体の内部が、観察手段６によ
る観察に十分な明るさを有していない場合には、ランプスイッチ８ｂをオンとして照明状
態で観察を行う。
【００２６】
　ランプスイッチ８ｂをオンにすると、制御部７から照明手段１０の光源駆動部１２には
、点灯信号が出力されて、光源駆動部１２は、レーザダイオード１１に点灯信号と対応す
る電流量の電流を供給することとなる。そして、レーザダイオード１１は、供給された電
流量に応じた光量でレーザ光を発する。レーザダイオード１１から発せられたレーザ光は
、集光光学系１６によって集光されて光ファイバ１３の基端に入光し、先端まで導光され
、蛍光部材１５に照射される。このため、蛍光部材１５からは、照射されたレーザ光の光
量に応じた光量の照明光が射出され、この照明光によって被検体を照明することが可能で
ある。この際、光検出部２０によってレーザダイオード１１から発せられるレーザ光の光
量を検出し、検出信号として制御部７に出力することで、制御部７は、レーザ光の光量を
定量的に評価し、これに基づいて光源駆動部１２によって供給される電流量をフィードバ
ック制御することが可能である。
【００２７】
　ここで、光検出部２０の光センサ２１によって検出する漏れ光は、同一の光ファイバで
あれば、光ファイバ１３によって導光されて先端側まで到達するレーザ光に対して、一定
の割合の光量で光ファイバ１３の周面から漏れ出すものである。このため、漏れ光の光量
によってレーザダイオード１１から発せられるレーザ光の光量を正確に定量的に評価する
ことができる。また、光検出部２０は、漏れ光の光量を検出するために、光センサ２１を
光ファイバ１３の周面に配置するだけであるので、低コストで実現可能である。また、光
ファイバ１３を分岐するなどの手法によってレーザダイオード１１から発せられて光ファ
イバ１３の先端側まで到達するレーザ光の一部を取り出すものではないため、光ファイバ
１３によって導光されて先端側の蛍光部材１４に照射されるレーザ光の光量を低減させる
こと無く、レーザ光の光量を検出することができる。さらに、本実施形態では、光検出部
２０によって漏れ光を検出する検出位置Ｐにおいて、光ファイバ１３を巻き回して軸方向
に異なる三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃを並べて配置するとともに、光検出部２０の光セ
ンサ２１を各箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃの周面に当接するように配置している。このた
め、光センサ２１は、光ファイバ１３の軸方向に異なる三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃか
らの漏れ光を同時に検出して、検出する漏れ光の総光量を増大させて感度を向上させるこ
とができ、より正確にレーザ光の光量を評価することができる。なお、光ファイバ１３を
巻き回す回数は、上記に限らず、少なくとも二回以上巻き回すことで同様の効果を得るこ
とができる。
【００２８】
　図４は、この実施形態の変形例で、図２におけるＡ部の詳細を示している。図４に示す
ように、この変形例では、照明手段１０の光ファイバ１３は、装置本体部の内部において
複数回折り返されていて、検出位置Ｐで軸方向に異なる複数箇所が並べて配設されている
。本実施形態では、光ファイバ１３は、例えば二回巻き回されていて、三箇所１３ａ、１
３ｂ、１３ｃが並ぶようにして配設されている。そして、光センサ２１は、検出位置Ｐに
おいて、検出面２１ａがこれら光ファイバ１３の三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃの周面全
てに当接するように配置されている。この変形例でも同様に、光検出部２０の光センサ２
１によって、光ファイバ１３の軸方向に異なる複数箇所の漏れ光を同時に検出することが
でき、感度を向上させることができる。
【００２９】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。図５及び図６は、本発明の第２の実
施形態を示したものである。この実施形態において、前述した実施形態で用いた部材と共
通の部材には同一の符号を付して、その説明を省略する。
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【００３０】
　図５及び図６に示すように、この実施形態の内視鏡装置３０において、照明装置３０ａ
の光検出部３１は、レーザ光と対応する波長の光量を検出可能なフォトダイオードである
第一の光センサ３２及び第二の光センサ３３と、第一の光センサ３２及び第二の光センサ
３３のそれぞれから出力される検出信号を増幅させて制御部７へ出力する増幅回路３４、
３５とを備える。第一の光センサ３２と第二の光センサ３３とは、検出位置Ｐにおいて、
照明手段１０の光ファイバ１３を挟み込むようにして、それぞれの検出面３２ａ、３３ａ
を光ファイバ１３の周面に当接させている。また、制御部７は、合成手段として、第一の
光センサ３２から増幅回路３４を介して入力される第一の検出信号と、第二の光センサ３
３から増幅回路３５を介して入力される第二の検出信号とを合成して一つの検出信号とす
ることが可能である。
【００３１】
　本実施形態の内視鏡装置３０によれば、光検出部３１が、第一の光センサ３２及び第二
の光センサ３３によって光ファイバ１３の周方向に異なる二箇所で漏れ光の光量を検出し
て、制御部７によって合成することで、検出される漏れ光の総光量を増大させて、上記同
様に感度を向上させることができる。
【００３２】
　なお、本実施形態では、光検出部３１において、第一の光センサ３２及び第二の光セン
サ３３は、照明手段１０の光ファイバ１３の周方向に異なる二箇所で漏れ光を検出するも
のとしたが、これに限るものでは無い。図７は、この実施形態の第一の変形例を示してい
る。図７に示すように、この変形例では、第一の光センサ３２と第二の光センサ３３とは
、光ファイバ１３の軸方向に異なる二箇所で周面からの漏れ光を検出可能に配置されてい
る。このように、軸方向に異なる箇所で検出するものとしても同様の効果を得ることがで
きる。さらに、上記においては、いずれも二つの光センサで検出するものとしたが、これ
に限るものでは無く、三つ以上の光センサによって光ファイバ１３の周方向または軸方向
に異なる三箇所以上で漏れ光を検出することで、検出される漏れ光の総光量をより増大さ
せて、感度をより向上させることができる。
【００３３】
　また、図８は、この実施形態の第二の変形例を示している。図８に示すように、この変
形例では、光ファイバ１３は、二回折り返されていて、検出位置Ｐにおいて軸方向に異な
る三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃが並べて配設されている。そして、光ファイバ１３の軸
方向に異なる三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃが並べ配設されている範囲で、第一の光セン
サ３２及び第二の光センサ３３が配置されている。より詳しくは、第一の光センサ３２及
び第二の光センサ３３のそれぞれは、検出面３２ａ、３３ａが、これら光ファイバ１３の
三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃの周面全てに当接するように配置されている。
【００３４】
　この変形例のように、光検出部３１が第一の光センサ３２及び第二の光センサ３３と複
数の光センサを有するととともに、各光センサによって光ファイバ１３を折り返しまたは
巻き回して軸方向の異なる複数箇所を同時に検出可能とすることによって、検出される漏
れ光の総光量をさらに増大させて、感度をさらに向上させることができる。
【００３５】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。図９及び図１０は、本発明の第３の
実施形態を示したものである。この実施形態において、前述した実施形態で用いた部材と
共通の部材には同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００３６】
　図９及び図１０に示すように、この実施形態の内視鏡装置４０において、照明装置４０
ａの光検出部４１は、光センサ２１と、増幅回路２２と、照明手段１０の光ファイバ１３
に外装された反射手段である反射板４２とを備える。図１０に示すように、反射板４２は
、光センサ２１の検出面２１ａと対向する位置で、光ファイバ１３の軸方向の一部に延設
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されている。また、反射板４２は、光ファイバ１３の軸方向に直交する断面が光ファイバ
１３と対向する面を凹面４２ａとする略半円状に形成されていて、光ファイバ１３の周方
向の一部の範囲を覆うように形成されている。反射板４２の凹面４２ａは、鏡面に形成さ
れていて、光ファイバ１３の周面からの漏れ光を反射することが可能である。
【００３７】
　この実施形態の内視鏡装置４０の光検出部４１では、検出位置Ｐにおいて、光ファイバ
１３の周面から漏れ出す漏れ光の一部は、光センサ２１の検出面２１ａに直接入光して検
出されることとなる。また、漏れ光の他の一部は、反射板４２の凹面４２ａに反射し、対
向する光センサ２１の検出面２１ａに集光されることとなる。このため、光ファイバ１３
の周方向に異なる複数箇所からの漏れ光を光センサ２１によって同時に検出することがで
き、検出される漏れ光の総光量を増大させて感度を向上させることができる。なお、反射
板４２の断面形状は、略半円状としたが、これに限るものでは無く、Ｖ字形や放物線状の
曲面としても良い。さらに、略半球体で内面側に鏡面を有するなど、光ファイバ１３の軸
方向にも曲面状に形成されているものとしても良い。
【００３８】
　また、図１１は、この実施形態の第一の変形例を示している。図１１に示すように、こ
の変形例では、光ファイバ１３は、二回折り返されていて、検出位置Ｐにおいて軸方向に
異なる三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃが並べて配設されている。そして、光ファイバ１３
が軸方向に異なる三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃが並べ配設されている範囲で、光センサ
２１と反射板４２が配置されている。より詳しくは、光センサ２１は、検出面２１ａがこ
れら光ファイバ１３の三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃの周面全てに当接するように配置さ
れている。また、反射板４２は、光センサ２１の検出面２１ａと対向する位置で、光ファ
イバ１３の軸方向に異なって並べて配設された三箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃを、周方向
の一部の範囲で覆うように配設されている。
【００３９】
　この変形例では、光ファイバ１３の軸方向に異なる複数箇所１３ａ、１３ｂ、１３ｃか
らの漏れ光を反射板４２で反射させて集光して光センサ２１で検出することができ、漏れ
光の総光量をさらに増大させて、感度をさらに向上させることができる。
【００４０】
　図１２及び図１３は、この実施形態の第二の変形例を示している。図１２及び図１３に
示すように、この変形例の内視鏡装置の光検出部４５は、略筒状で光ファイバ１３に外装
された反射手段である反射板４６と、反射板４６の一端部４６ａ側に設けられた光センサ
４７と、光センサ４７から入力された検出信号を増幅して制御部７へ出力する増幅回路４
８とを備える。反射板４６は、より詳しくは、内面４６ｂが、反射面として鏡面に形成さ
れているとともに、他端部４６ｃから一端部４６ａへ拡径するテーパ状に形成されている
。また、反射板４６は、内面４６ｂの中心軸Ｌが光ファイバ１３の軸方向に対して傾斜す
るように配設されている。そして、光センサ４７は、大きい内径を有する一端部４６ａに
おいて光ファイバ１３と径方向に隣接する位置で、検出面４７ａを反射板４６の内面４６
ｂに向けるようにして配置されている。
【００４１】
　この変形例では、略筒状の反射板４６が光ファイバ１３に外装されていることで、軸方
向に反射板４６が配設された範囲で、また、周方向に全周にわたって、光ファイバ１３か
らの漏れ光を内面４６ｂで反射させて、一端部４６ａに配置された光センサ４７の検出面
４７ａに集光させることができる。特に、反射板４６が一端部４６ａに向かって拡径した
テーパ状に形成されていることで、光ファイバ１３からの漏れ光をより効率的に集光して
、一端部４６ａに設けられた光センサ４７によって漏れ光を検出することができる。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
【００４３】
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　なお、上記各実施形態において、照明手段１０のライトガイドとしては、軟性の光ファ
イバ１３を用いるものとしたが、これに限るものでは無く、硬性のロッドレンズなどを用
いるものとしても良い。また、光ファイバ１３は、コアとクラッドとで構成されるものと
したが、クラッド外周に保護膜や被覆材などの外装材を設けるものとしても良い。このよ
うな外装材としては、例えば耐熱を目的としてポリミイドで形成された保護膜などがある
。そして、上記ポリミイドで形成された保護膜など、外装材が一定の割合でクラッドから
外周側へ漏れ出す漏れ光を透過させ、その光量が光検出部の光センサで検出可能なもので
ある場合には、外装材から漏れ出す漏れ光を検出する構成としても良い。また、外装材が
漏れ光を遮蔽する構成である場合には、その一部を剥離、削除するなどして、光検出部の
光センサによって漏れ光を検出可能にすれば良い。また、上記各実施形態においては、装
置本体部４の内部において、光検出部によって漏れ光を検出するものとしたが、これに限
るものでは無い。光ファイバ１３が配設されている範囲でいずれの位置を検出位置として
光検出部によって漏れ光を検出しても良く、例えば挿入部２や操作部３の内部に設けるも
のとしても良い。
【００４４】
　また、上記各実施形態では、照明手段１０が光源部であるレーザダイオード１１と光フ
ァイバ１３と蛍光部材１４で構成され、光検出部によってレーザダイオード１１から照射
光として発せられるレーザ光の漏れ光を検出するものとしたが、これに限るものでは無い
。例えば、蛍光部材１４の先端側にさらに、蛍光部材１４から射出される照明光を導光す
る他のライトガイドを設け、ライトガイドの周面から漏れ出す漏れ光から照明光の光量を
検出するものとしても良い。あるいは、照明手段を、キセノンランプなどの白色の照明光
を照射光として発することが可能な光源部と、この照明光を導光して先端側から照射させ
るライトガイドとで構成し、ライトガイドの周面から漏れ出す漏れ光から、光源部から発
せられる照明光の光量を検出するものとしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置の外部構成を示す全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置の内部構成を示す全体構成図である。
【図３】本発明の第１の実施形態の内視鏡装置において、図２のＡ部の詳細を示す斜視図
である。
【図４】本発明の第１の実施形態の変形例の内視鏡装置において、図２のＡ部の詳細を示
す斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施形態の内視鏡装置の内部構成を示す全体構成図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の内視鏡装置において、図５のＢ部の詳細を示す斜視図
である。
【図７】本発明の第２の実施形態の第１の変形例の内視鏡装置において、図５のＢ部の詳
細を示す斜視図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の第２の変形例の内視鏡装置において、図５のＢ部の詳
細を示す斜視図である。
【図９】本発明の第３の実施形態の内視鏡装置の内部構成を示す全体構成図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態の内視鏡装置において、図９のＣ部の詳細を示す斜視
図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態の第１の変形例の内視鏡装置において、図９のＣ部の
詳細を示す斜視図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態の第２の変形例の内視鏡装置において、図９のＣ部の
詳細を示す斜視図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態の第２の変形例の内視鏡装置において、図９のＣ部の
詳細を示す一部を破断した側面図である。
【符号の説明】
【００４６】
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　１、３０、４０　内視鏡装置
　１ａ、３０ａ、４０ａ　照明装置
　２　挿入部
　６　観察手段
　７　制御部（合成手段）
　１１　レーザダイオード（光源部）
　１３　光ファイバ（ライトガイド）
　１４　蛍光部材
　２０、３１、４１、４５　光検出部
　２１、４７　光センサ
　３２　第１の光センサ（光センサ）
　３３　第２の光センサ（光センサ）
　４２、４６　反射板（反射手段）
　Ｐ　検出位置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】
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